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| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

(Piecze¢ Wykonawcy)

1) Mikroskop AFM wedlug pkt 1

Opis oferowanej dostawy
OFERUJEMY:

a) zalgcznika nr

7 do SIWZ, model
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EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

* %
* 4 *

Zalacznik nr 8 do SIWZ
Nr postepowania: ZP/259/050/D/11

/ producent

Detekcja ugigcia sondy wigzka TAK/ NIE
lasera

Mikroskopia sit atomowych w

trybie statycznym i rezonansowo TAK/ NIE

drgajaca belka

Zakres skanowania w kierunku XY

Zakres skanowania w kierunku Z

Uktad obserwacji dzwigni AFM i powierzchni probki

Cyfrowa Kamera CCD
pozwalajaca na wyswietlanie
obrazu na monitorze komputera
sterujacego mikroskopem

TAK/ NIE

Podstawowe parametry komputera

Kompatybilny komputer

Producent

Parametry

Monitor

Klawiatura

Myszka

Procesor

Dysk twardy

Pamig¢ operacyjna

Oprogramowanie sterujgce Tak
pracg mikroskopu, /
zapewniajgce obrobke, Nie
opracowywanie i
prezentacj¢ danych
pomiarowych, pracujace

pod systemem Windows

Funkcje:

Dodatkowe funkcje

| Funkcja wykonywania
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1 litografii z importowanych
plikow graficznych ( BMP,
JPEG, GIF) i grafiki
wektorowej

TAK/ NIE

Konstrukcja gtowicy

2 | umozliwiajgca pomiar probek

bez ograniczania ich rozmiaru
i wagi

TAK/NIE

3 Konstrukcja mikroskopow
umozliwiajaca wymiang
sondy skanujacej bez
koniecznosci justowania
uktadu lasera (detekcyjna
belka

TAK/ NIE

TAK/NIE

Mozliwo$¢ dokonywania Tlo$¢ sond

Model / producent

4 pomiarow Mikroskopii sit
magnetycznych, wraz z 60
sondami do trybu MFM

Mozliwo$¢ dokonywania

TAK /NIE

5 pomiarow sit Ilos¢ sond

elektrostatycznych wraz z 30

Model / producent

sondami do trybu EFM

Mozliwo$¢ dokonywania
6 pomiar6w mikroskopii
rozptywu rezystancji

TAK /NIE

7 Stolik mikrometryczny TAK/NIE

2) Mikroskop AFM wedlug pkt 1 a) =zalacznika

nr 7 do SIWZ, model / producent

Detekcja ugiecia sondy wigzka TAK/ NIE
lasera

Mikroskopia sit atomowych w

trybie statycznym i rezonansowo TAK/ NIE

drgajaca belka

Zakres skanowania w kierunku XY

Zakres skanowania w kierunku Z

Uktad obserwacji dzwigni AFM i powierzchni probki

Cyfrowa Kamera CCD
pozwalajaca na wyswietlanie
obrazu na monitorze komputera
sterujgcego mikroskopem

TAK/ NIE

Podstawowe parametry komputera

Kompatybilny komputer | Producent

| Parametry
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Monitor

Klawiatura

Myszka

Procesor

Dysk twardy

Pamig¢ operacyjna

Oprogramowanie sterujace
praca mikroskopu,
zapewniajace obrobke,
opracowywanie i
prezentacj¢ danych
pomiarowych, pracujace
pod systemem Windows

Tak

Nie

Dodatkowe funkcje

Funkcja wykonywania
litografii z importowanych

1 plikoéw graficznych ( BMP,

wektorowej

JPEG, GIF) i grafiki

TAK/ NIE

Konstrukcja glowicy

2 | umozliwiajaca pomiar probek

i wagi

bez ograniczania ich rozmiaru

TAK /NIE

3 Konstrukcja mikroskopow

belka

umozliwiajaca wymiang
sondy skanujacej bez

koniecznosci justowania

uktadu lasera (detekcyjna

TAK/ NIE

Mozliwo$¢ dokonywania

4 pomiaréw Mikroskopii sit

magnetycznych, wraz z 60
sondami do trybu MFM

TAK/NIE

Ilo$¢ sond

Model / producent

5 pomiarow sit

Mozliwos¢ dokonywania

elektrostatycznych wraz z 30
sondami do trybu EFM

TAK /NIE

Tlo$¢ sond

Model / producent

Mozliwo$¢ dokonywania

6 pomiaréw mikroskopii

TAK/NIE
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rozptywu rezystancji

7 Stolik mikrometryczny TAK/NIE O przesuwie od ....... mm

3) Mikroskop AFM wedtug pkt 1 b) - model / producent:

Detekcja ugigcia sondy wigzka TAK/ NIE
lasera

Mikroskopia sit atomowych w
trybie statycznym i rezonansowo
drgajaca belka

Zakres skanowania w kierunku XY | .......... UMX .ooonvennn.n. um

Zakres skanowania w kierunkuZ | ...l Um

Uktad obserwacji dzwigni AFM i powierzchni probki

Cyfrowa Kamera CCD TAK/ NIE
pozwalajaca na wyswietlenie
obrazu na monitorze komputera
sterujacego mikroskopem

Podstawowe parametry komputera

Kompatybilny komputer Producent / Model Parametry

Monitor

Klawiatura

Myszka

Procesor

Dysk twardy

Pamig¢ operacyjna

Oprogramowanie sterujace pracg Nazwa oprogramowania

mikroskopu, zapewniajace
obrobke, opracowywanie i TAK/ NIE
prezentacj¢ danych pomiarowych,
pracujace pod systemem Windows

Konstrukcja mikroskopu

umozliwiajaca wymiang sondy TAK /NIE

skanujacej bez koniecznosci
justowania lasera

Dodatkowe funkcje

Funkcja wykonywania
litografii z importowanych
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1 plikéw graficznych ( BMP,
JPEG, GIF) i grafiki
wektorowej

TAK/ NIE

Konstrukcja glowicy

2 | umozliwiajgca pomiar probek

bez ograniczania ich rozmiaru
i wagi

TAK/NIE

Konstrukcja mikroskopow
umozliwiajgca wymiang
3 sondy skanujacej bez
koniecznosci justowania
uktadu lasera (detekcyjna
belka

TAK/ NIE

Mozliwo$¢ dokonywania

4 pomiarow Mikroskopii sit

magnetycznych, wraz z 60
sondami do trybu MFM

TAK /NIE

Ilo$¢ sond

Model / producent

Mozliwo$¢ dokonywania

5 pomiaroéw sit

elektrostatycznych wraz z 30
sondami do trybu EFM

TAK /NIE

Tlo$¢ sond

Model / producent

Mozliwos¢ dokonywania
6 pomiarow mikroskopii
rozptywu rezystancji

TAK /NIE

7 Stolik mikrometryczny

TAK/NIE

4) Mikroskop STM wedlug pkt 1 ¢

) zalacznika nr 7

do SIWZ, model / producent

Parametr
Glowica STM Zakres skanowania ......... ). SR nm’
zakresie pomiarowym minimumod ....nA do ...... nA
Kontroler sterujagcy pomiarem TAK/ NIE
System do wykonywania sond TAK/ NIE
ostrzy
Drut Pt/Ir do wykonywania sond WiloSci .......... mb
parametry komputera
Kompatybilny komputer Producent Parametry
Monitor
Klawiatura
Myszka
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
Procesor
Dysk twardy
Pamig¢ operacyjna
Oprogramowanie sterujgce | Tak
praca mikroskopu, /
zapewniajace obrobke, Nie
opracowywanie i
prezentacj¢ danych
pomiarowych, pracujace
pod systemem Windows
Drukarka
- technologia druku: -druk laserowy kolorowy TAK/NIE
- druk formatu A4 TAK/ NIE
- funkcja skanera: -skaner kolorowy zgodny TAK/ NIE
z TWAIN
-skanowanie z szyby TAK/ NIE
ekspozycyjnej i podajnika ADF
- optyczna rozdzielczos¢
skanowania | e dpi
-podstawowy | eeeeeeeeee. arkuszy
- podajnik:
-ADF | rreeriireeenen arkuszy
wydajnos¢ - $rednia wydajnos$¢ wkladoéw przy
wydruku standardowej strony w
druku cigglym i przy uzyciu
oryginalnych materiatow | ... stron

eksploatacyjnych producenta
drukarki: wg normy ISO/IEC
24712 lub IEC 19798 w trzech

kolorach
- szybkos$¢ druku:
ST stron A4 / minutg
W trybie draft dla czerni
e, stron A4 / minutg
dla koloru
-pamiec RAM: | . MB
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- inne: - w zestawie z drukarkg zestaw
tonerow startowych oraz
dodatkowy komplet toneréw, TAK/ NIE
bl¢kitny, purpurowy, Zélty,
czarny, umozliwiajacy wydruk -
wg normy ISO/IEC 24712 lub
IEC 19798 minimum 1400 stron
w Kolorze.
Dodatkowe funkcje
Gtowica mikroskopu STM do
pomiaru  matych  pradow
1 | tunelowych 0 zakresie od...... do...........
pomiarowym
2 | Stolik mikrometryczny TAK /NIE O przesuwie od ....... mm
D, N mm
5) Kompatybilne Akcesoria
akcesoria Model/ parametr Producent
2 probki wzorcowe
Aktywny stolik
antywibracyjny
Pasywny stolik
antywibracyjny
Pasywny stolik
antywibracyjny
Pasywny stolik
antywibracyjny
1) Komputer przenosny | 1)
Procesor
Dysk twardy
Pamig¢ operacyjna
2) Oprogramowanie 2)
komputera
przeno$nego
(podpis Wykonawcy
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